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หัวขอในการบรรยายหัวขอในการบรรยาย

oo โครงสรางไม โครงสรางไมโครโครวาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต ชนิดแผนคูขนานวาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต ชนิดแผนคูขนาน
oo สวนของโครงสรางที่มีผลตอการตอบสนองของไม สวนของโครงสรางที่มีผลตอการตอบสนองของไมโครโครวาลววาลว
oo PullPull--in Voltagein Voltage

 รูปแบบคานยึด รูปแบบคานยึด
การจําลองสถานการณของคานยึดการจําลองสถานการณของคานยึด
 ผลการจําลองสถานการณ ผลการจําลองสถานการณ
ขอดีขอดี--ขอดอย ของคานยึดแตละแบบขอดอย ของคานยึดแตละแบบ
รูปแบบคานยึดที่เหมาะสมที่สุดในการประยุกตใชกับรูปแบบคานยึดที่เหมาะสมที่สุดในการประยุกตใชกับนิวนิวเมเมติกติกไมไมโครโครวาลววาลว

•• ไม ไมโครโครวาลวคืออะไรวาลวคืออะไร
•• กลไกการทํางาน กลไกการทํางาน
•• ไมไมโครโครวาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต วาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต ((Electrostatic MicrovalveElectrostatic Microvalve))
•• ผลตอบสนองที่ตองการของไมผลตอบสนองที่ตองการของไมโครโครวาลวใน วาลวใน RBDSRBDS
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 ไม ไมโครโครวาลวคืออะไรวาลวคืออะไร

ไมโครวาลว คือ อุปกรณขนาดเล็กที่ทําหนาที่ควบคุมการไหลของของไหล (ของเหลวและกาซ) ที่
ตองการความละเอียดสูง เชน ตัวผสมและกระตุนปฏิกิริยาทางชีวเคมี, ตัวควบคุมการไหลในทอ
ขนาดเล็ก, ตัววิเคราะหทางชีวเคมี รวมทั้งการแสดงอักษรเบรลลแบบซ้ําเดิมโดยใชลมอัด

M. KohlM. Weicker iACTIV Corporation

เปนเครื่องกลไฟฟาจุลภาค (MEMS) รูปแบบหนึ่ง ที่ถูกสรางดวยเทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม 
ประกอบดวยสวนไฟฟาขับเคลื่อนและสวนกลไกที่สามารถเคลื่อนที่ได



กลไกการทํางานกลไกการทํางาน
โครงสรางของไมโครวาลวแตละแบบจะขึ้นอยูกับกลไกการทํางาน วาใชวัสดุแบบใด วัสดุที่เลือก
มาเปนพิเศษจะถูกใชใหทําหนาที่เพื่อใหกลไกนั้นทํางานได

Melvin Khoo, 2000T. Rogge, 2004iACTIV Corporation

Electrostatic actuation Piezoelectric actuation Magnetic actuation 

กลไกการทํางานหลักของไมโครวาลวมีหลายแบบคือ electrostatic, magnetic, piezoelectric, bimetallic, SMA (Shape 
Memory Alloy), pneumatic และ thermopneumatic โดยหลักการที่ใชออกแบบกลไกการทํางานพบมากใน 3 แบบแรก ซึ่ง
เขาใจไดงายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประยุกตใชไดหลากหลาย



ไมไมโครโครวาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต วาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต ((Electrostatic MicrovalveElectrostatic Microvalve))

คือไมโครวาลวที่ควบคุมการ เปด-ปด ดวยแรงไฟฟาสถิต ซึ่งเกิดขึ้นระหวางโครงสรางที่มี
ประจุไฟฟาตรงขามกัน

+- V
Spacer

ขอดี
• เปนโครงสรางที่งาย ไมซับซอน รูปแบบการประยุกตใชไดหลากหลาย

• ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและพฤติกรรมการทํางานเขาใจไดงาย

• เหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีที่มีในการวิจัย ที่จะสรางเปนตัวตนแบบ



ผลตอบสนองที่ตองการผลตอบสนองที่ตองการ
ผลตอบสนองที่ตองการขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน เชน นิวเมติกไมโครวาลว ที่ทําหนาที่ปด-เปด
การไหลของอากาศ สําหรับระบบแสดงอักษรเบรลลแบบซ้ําเดิม (Refreshable Braille display 
system, RBDS )

-การตอบสนองที่รวดเร็ว

-อัตราการรั่วไหลต่ําหรือไมมี เมื่อวาลวอยูในสภาวะปด

-ใชพลังงานไฟฟานอย

L. Yobas, 2001
iACTIV Corporation

สิ่งตางๆจะไดมา จะขึ้นอยูกับรูปแบบโครงสรางของไมโครวาลวที่จะสราง ขนาดของสวนประกอบ
แตละสวน รวมถึงวัสดุที่ใชในการสราง



โครงสรางไมโครงสรางไมโครโครวาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต ชนิดแผนคูขนานวาลวที่ทํางานดวยไฟฟาสถิต ชนิดแผนคูขนาน

โครงสรางของไมโครวาลว ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ
Movable electrode: เปนขั้วนําไฟฟาดานบน ประกอบดวย 

Top plate: สวน เปด-ปด รูอากาศ
Tether: ยึดให top plate ลอยอยูเหนือรูอากาศ

Fix bottom electrode: เปนขั้วนําไฟฟาดานลางและเปนฐานของไมโครวาลวที่เจาะชองอากาศผานตรงกลาง
Mechanical stopper: เปนชั้น dielectric ทําหนาที่รองรับ top plate ไมใหสัมผัสกับฐานโดยตรง เพื่อปองกันการลัดลงจร



สวนของโครงสรางที่มีผลตอการตอบสนองของไมสวนของโครงสรางที่มีผลตอการตอบสนองของไมโครโครวาลววาลว
ตัวแปรของโครงสรางที่มีผลตอระบบ เราสามารถพิจารณาไดจากสมการพื้นฐานของของ mass-
spring model โดยตั้งเปาหมายใหใชความตางศักยต่ําที่สุดในการดึง Top plate ลงมาติดที่ฐาน
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แรงดันไฟฟาสูงสุดสําหรับชวงเสถียรภาพ (snap-down voltage หรือ pull-in voltage) เมื่อความ
ตางศักยเกินจุดนี้ไปจะเกิดการยุบตัวลงของ Top plate ทันทีที่ระยะประมาณ 
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PullPull--in Voltagein Voltage
Voltage VS. Displacemen
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Pull-in voltage จึงเปนระดับความตางศักยสุดทาย
กอนที่ Top plate จะลงมาปดรูที่ฐาน

ดังนั้นการออกแบบโครงสรางจะมุงเนนให Pull-in 
voltage ของไมโครวาลวมีคาต่ําที่สุด เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
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k: คาคงที่สปริง

A: พื้นที่ของ Top plate

g0: ระยะชองอากาศเริ่มตน

ระยะยกตัว

Pull-in voltage



รูปแบบคานยึดรูปแบบคานยึด
รูปแบบคานยึดจะนํามาจากโครงสรางพื้นฐานของ RF MEMS Switch คือ

คานยึดแบบตรง

คานยึดแบบขาปู

คานยึดแบบขด



การจําลองสถานการณของคานยึดการจําลองสถานการณของคานยึด
การจําลองสถานการณจะใชโปรแกรม CoventorWareTM ที่
ใชหลักการวิเคราะหแบบไฟไนตอิลิเมนต

• รูปแบบโครงสรางของคานยึด (ตรง, ขาปู, ขด)

• วัสดุแตละแบบที่ใชในการสราง (นิกเกิล, โพลีซิลิกอน)

• ความสูงของชองอากาศ : 1, 2 และ 3 µm

ซิลิกอน

ซิลิกอนไนไตร

ขนาดรูลม: 70 µm ×70 µm 
พื้นที่ Top plate: 180 µm ×180 µm
ความกวางของคานยึด:30 µm
ความหนา:2 µm

 ระยะยกตัวของแผนปดเมื่อมีแรงดันลมคงที่ขนาด 27.6 kPa
กระทําทางดานลางของแผนปดโดยไมปอนแรงดันไฟฟา

แรงดันไฟฟาที่ใชในการดึงแผนปดลงมาติดกับฐานเมื่อไมมีแรง
ดันลม 27.6 kPa และมีแรงดันลมมากระทําโดยเปลี่ยนลักษณะของ
คานไปทีละแบบ

โครงสรางตนแบบแตละแบบจะทําการเปลี่ยนขนาดดังนี้
Simple tether

Tether length,L = 200, 400, 600 และ 800 µm
Air gap, h          = 1, 2 และ 3 µm
Material = Polysilicon, Nickel

Serpentine tether

L

La

Lb

LcLa = 135 µm, Lb = 30 µm, Lc = 240 µm
Tether turn = 1, 2 และ 3
Air gap, h = 1, 2 และ 3 µm
Material = Polysilicon, Nickel

Crab-leg tether
Lb

La

La = 10 µm, Lb = 230 µm
Air gap, h = 1, 2 และ 3 µm
Material = Polysilicon, Nickel



ผลการจําลองสถานการณผลการจําลองสถานการณ
คานยึดแบบตรง

Straight tethers ( 27.6 kPa, 0 V)
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ผลการจําลองสถานการณผลการจําลองสถานการณ
คานยึดแบบขด

Serpentine tethers (27.6 kPa, 0V)
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ผลการจําลองสถานการณผลการจําลองสถานการณ
คานยึดแบบขาปู

ระยะยกตัวของ Top plate

นิกเกิล: 0.44 µm

โพลีซิลิกอน:0.57 µm

Crab-Leg tethers (27.6 kPa)
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ขอดีขอดี--ขอดอย ของคานยึดแตละแบบขอดอย ของคานยึดแตละแบบ
คานยึดแบบตรง:
ขอดี
-คา stiffness เปลี่ยนตามความยาวคานยึด มีความยืดหยุนสูง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดมากเมื่อมีแรง
มากระทําและจะเปลี่ยนมากขึ้นเมื่อคานยึดยาวขึ้น 
-  เหมาะกับ device ที่ตองการการเคลื่อนที่ไมมากนัก 
- Voltage ในสภาวะปกติจะมีคาลดลงตามความยาวของคานยึดซึ่งอยูในระดับที่ต่ํามาก

ขอดอย
- คานยึดที่ยาวมาก สงผลใหยกตัวสูงจากฐานเมื่อมีแรง pressure ทําใหตองใช voltage ในการดึงลงมาสูง 
- ขนาดของ device จะมีขนาดใหญขึ้นตามความยาวของคานยึดเทากับสองเทาของความยาว ซึ่งสิ้น
เปลืองเนื้อที่ในการสราง



ขอดีขอดี--ขอดอยขอดอย ของคานยึดแตละแบบของคานยึดแตละแบบ
คานยึดแบบขด:
ขอดี
-คา stiffness นอยมากและยังมีขนาดที่เล็กกวาดวยเหมาะกับ device ที่ตองการการเคลื่อนที่มากๆ 
- Voltage ที่ใชในภาวะปกติมีคาต่ํามาก
- จํานวนขดที่เพิ่มขึ้นสงผลใหพื้นที่ผิวรวมของคานยึดมีคามากพอที่ electrostatic force จะชวยดึงคาน
ยึดลงมาไดเร็วขึ้น แตตองเปนสภาวะที่มีแรงกระทําในระดับต่ําเพื่อ top plate จะไมสูงมาก

ขอดอย
- ความยืดหยุนที่มากเกินไป สงผลใหยกตัวสูงจากฐานเมื่อมี pressure กระทํา ทําใหตองใช voltage 
ในการดึงลงมาสูง จึงเปนสภาพที่ไมเหมาะกับการนํามาประยุกตใชเปน microvalve
- ผลของ stiffness ที่ออนคา ยังสงผลใหในสภาวะที่สามารถดึง top plate ลงมาติดฐานไดมีการยกตัว
ขึ้นของ top plate เล็กนอย ทั้งๆที่คานยึดทั้ง 4 ติดกับฐานแลว ยิ่งจํานวนขดและ pressure ดานลางมาก 
ผลนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 



ขอดีขอดี--ขอดอยขอดอย ของคานยึดแตละแบบของคานยึดแตละแบบ
คานยึดแบบขาป:ู
ขอดี
-เปนรูปแบบคานยึดที่ใหคา stiffness สูงกวาแบบขดมากและยังมีขนาดที่เล็กกวาดวยเหมาะกับ device 
ที่ไมตองการการเคลื่อนที่มากๆ 
- ความแตกตางของ voltage ที่ใชในสภาวะปกติและเมื่อมี pressure กระทําไมตางกันมากนัก

ขอดอย
- เปนโครงสรางที่มีทางออกของอากาศนอยในกรณีสรางกรอบลอม เนื่องจากคานยึดวางตัวขนานกับ
ขอบของ top plate ทั้ง 4 ดาน



จากผลการทํา Simulation โครงสรางที่สามารถนํามาประยุกตใชเปน microvalve ทั้ง 3 แบบ คือ แบบตรง, แบบขดและ
แบบขาปู เราจะพบวารูปแบบคานยึดที่เหมาะสมที่สุดควรใหระดับ Pull-in voltage ในสภาวะที่มี pressure ที่ไมสูงนัก
เพราะจะชวยประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นควรมีขนาดเล็ก ไมสิ้นเปลืองทรัพยากรในการสราง

รูปแบบคานยึดที่เหมาะสมที่สุดในการประยุกตใชกับนิวเมติกไมโครวาลว

รูปแบบ
คานยึด

ความยาวคานยึด (um) / 
จํานวนขด 

พื้นที่ 
(um)2

200 um 5802

400 um 9802

600 um 1,3802

800 um 1,7802

1 Turn 5402

2 Turn 8402

3 Turn 1,0802

แบบขาปู - 3002

แบบขด

แบบตรง

Area
ตั้งเปาหมายวาเปนตัวตนแบบ
ของนิ ว เมติ ก ไม โครวาล ว
สํ าหรับระบบแสดงอักษร
เบรลลแบบซ้ําเดิม

ขนาดจุดของอักษรเบรลลจึงเปน
ตัวกําหนดขนาดใหญที่สุดของ
ไมโครวาลว
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รูปแบบคานยึดที่เหมาะสมที่สุดในการประยุกตใชกับนิวเมติกไมโครวาลว (ตอ)

gap 1 um: ยากที่จะสรางระยะหางใต Top plate และเกิดปญหาการติดของ Top plate กับฐาน

gap 3 um: Pull-in voltage สูงเกินไป
gap 2 um: เหมาะสมที่สุด
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แบบตรง: ความยาวคานยึด = 400 um

แบบขด: จํานวนขด = 2

แบบขาปู: ความยาวคานยึด = 230 um

Material
นิกเกิลและโพลีซิลิกอนให Pull-in voltage ไมตางกันมากนัก แตสิ่งที่แตกตางกันชัดเจนคือ

โพลีซิลิกอน: เปนวัสดุที่นิยมนํามาใชและตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการสราง, ตนทุนสูง

นิกเกิล: ถาสามารถทํางานไดจริงจะเปนวัสดุใหมและราคาถูก



L. Yobas, 2003

Voltage VS. Displacemen
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